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(S) Einrichtung zunn Beschichten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine 

@ Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Beschich- 
ten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine. 
Aufgabe der Erfindung ist es, den Verbrauch an Beschich- 
tungsmedium spurbar zu senken. 

Geiost wird das in erster Ausbildung dadurch, indem in 
einer Zufuhrleituhg mit Forderpumpe eine Bypass-Lei- 
tung eingebunden Ist, die eine Saugpumpe zum absau- 
gen des Beschichtungsmediums aus der Zufuhrleitung 
zurQck in ein Reservoir aufweist. 

In zweiter Ausbildung ist in der Zufuhrleitung die Forder- 
pumpe als Saugpumpe umschaltbar, so daB Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrleitung zuruck in das Reser- 
voir absaugbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betxifift eine Einrichtung zum Beschicbten 
von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine nach dem 
Oberbegriff des Ilauptanspruches, 5 

Eine Einrichlung dieser Art isL aus der EP 0619 186 Bl 
bekannl. GemaB dieser Ausbildung ist zumindest eine Ver- 
arbeitungseinheit als Mexodruckwerk ausgebildet und weist 
cincn Bogcnfuhrungszylindcr, cincn Fonnzylindcr sowic 
eine Auftragswaize mit einem Kammerrakel als Dosiersy- 10 
stem auf. Das Dosiersystem ist mit einem T^itungssystem 
mit einem Reservoir, bestehend aus einer vorgeordneten 
F5rderpumpe und einer ZufOhrleitung sowie einer nachge- 
ordneten Saugpumpe und Riicklaufleitung, in Funktionsver- 
bindung. Ober das Leitungssystem ist dem Reservoir ein 15 
Beschichtungsmedium, z. B. Dispersionslack, zufiihrbar, 
welches am Dosiersystem unter geringem tJberdruck vor- 
licgt. 

Weiterhin isL aus der EP 0 574 124 Bl eine VorrichLung 
zum Bcschichtcn von Bedruckstoffen mit einem Lcitungs- 20 
system bekannt. bei der das Beschichtungsmedium am Do- 
siersystem, hier einem Kammerrakel, mittels Unterdruck 
vorliegt und durch Saugstromung aus dem Dosiersystem zu- 
rOckfuhrbar ist. 

GemaB US 4,526,102 ist ein Farbumlauf- und Waschsy- 25 
stem fur eine Druckmaschine bekannL Zwei unterschiedli- 
che Farben sind aus getrennten Behaltem leitungsseitig ge- 
Lrennt iiber eine AusguBluUe in einen Walzenspall zufiihr- 
bar. Der Walzenspalt ist durch zwei parallel angeordnele 
Farbwalzen nach dem Quetschwalzenprinzip gebildet, wo- 30 
bci die Farbwalzen einem Plattcnzy Under zugcordnct sind. 
Stimseitig sind unterhalb der Farbwalzen Auffangwannen 
angeordnet, die iiber Riicklaufleitungen ein Schaltventil mit 
dem entsprechenden Behalter fiir die jewcilige Farbe lei- 
tungsseitig verbinden. Der Rticklauf der Farbe erfolgt nach 35 
dem Schwerkraftprinzip zuriick in die entsprechenden Auf- 
fan^behalter. 

tJber eine gesonderte Zufuhrleitung ist Reinigungsfluid 
iiber inehrere Schaltventile in die Zufiihrleitungen und 
Riicklaufleitungen zufiihrbar. 40 

Bei Hinrichtungen die nach dem Schwerkraftprinzip ar- 
beiten, ist von Nachteil, daB hei Verarbeitung von schnell 
trocknenden Beschichtungsmedien (Effektdruckfarbe, Di- 
spersionslack, UV-T.ack) die T^itungen zusetzen und somit 
nur fur spezielie Medien einsetzbar sind. 45 

Weiterhin ist von Nachteil beim Wechsel des jeweils zu 
verarbeitenden Mediums, auch in gereinigten Bauteilen, wie 
Leitungen, Pumpen, noch Reste des ursprunglichen Be- 
schichtungsmediums haften konnen, wenn eine Umstellung 
erfolgen soil. Es besleht dann die Gefahr, daS verschiedene 50 
Beschichtungsfliissigkeiten untereinander vermischt werden 
konnen. Bei Hinrichtungen mit Saugpumpen fiir die Ruck- 
fiihrung von ubcrschussigcm Beschichtungsmedium zuriick 
in das jeweilige Reservoir ist von Nachteil, daB bei einem 
Wechsel des jeweils zu verarbeitenden Beschichtungsmedi- 55 
ums das in der Zufuhrleitung bzw. noch im Dosiersystem 
befindliche restliche Beschichtungsmedium nicht mehr uber 
die Riicklaufleitung abgesaugt werden kann. Beim Reinigen 
der Zunihrleitung, des DosiersysLems, und der RuckfluBlei- 
tung kann ein Vermischen von Beschichtimgsmedien mit ei- 60 
nem Reinigungsfluid dazu fuhren, daB unbenutztes Be- 
schichtungsmedium unbrauchbar wird. Ncbcn dem unndli- 
gen Verlust von Beschichtungsmedien entsteht dadurcb wei- 
terer Aufwand fiir die Rntsorgung des Gemisches aus Be- 
schichtungsmedium und Reinigungsfluid. 65 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Einrich- 
tung der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, die die ge- 
nannten Nachteile venneidet, die insbesondere den Ver- 



brauch an Beschichtungsmedium spurbar reduziert und die 
Gefahr des Vermischens unterschiedlicher Beschichtungs- 
medien vermindert 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Ausbil- 
dungsmerkmale von Ilaupt- und Nebenanspruch gelost. 
WeiLerbUdungen ergeben sich aus den Unlerdnspruchen. 

Die Einrichtung besteht aus einem beispielsweise ein 
Gummituch oder eine flexible Hochdruckplatte Uragenden 
Formzylindcr, dor mit cincm Bogcnfiihrungszylindcr, z. B. 
einem Druckzyhnder, in Kontakt bringbar ist. Weiterhin be- 
steht die Einrichtung aus einer mit dem Formzylinder in 
Kontakt bringbaren Auftragswaize sowie einem Dosiersy- 
stem, welches mil der Auftragswaize in Kontakt bringbar 
ist Das Dosiersystem kann wahlweise ein mit der Auftrag- 
walze in Funktionsverbindung stehendes Kammerrakel oder 
eine mit der Auftragwalze in Verbindung stehende Dosier- 
walze sein, wobei das flussige Beschichtungsmedium uber 
den Walzenspalt zugcftihrt wird. Altcmativ kann das Do- 
siersystem auch aus einer Wanne mit einer eintauchenden 
Schopfwalzc und ggf . cincr Dosicrwalzc gebildet scin, wcl- 
che rait der Auftragwalze in Funktionsverbindung ist. 

Femer ist ein Leitungssystem mit dem Dosiersystem in 
Funktionsverbindung, wobei eine Zufuhrleitung mit einer 
Forderpumpe dem Dosiersystem voigeordnet und eine 
Riicklaufleitung mit Saugpumpe dem Dosiersystem nachge- 
ordnet ist, Als Beschichtungsmedien fiir die Verarbeitung 
von Bedruckstoffen eignen sich insbesondere Dispersions- 
lacke auf waBriger Basis, flussige Druckfarben mil oder 
ohne Melallpigmente sowie UV-Lacke. Um einen sparsa- 
men Einsatz des Beschichtungsmediums zu erzielen, wird 
bci cincm Wechsel des Beschichtungsmediums und cincm 
notwendigen Reinigungsvorgang des Leitungssystems das 
in der Zufuhrleitung iiberschiissig befindliche Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrleitung in ein geeignetes Reser- 
voir fiir die Aufhahme des Beschichtungsmediums zuriick- 
gesaugt. Damit wird ein Verlust an Beschichtungsmedium 
vermieden und gleichzeitig der Verbrauch an Beschich- 
tungsmedium spurbar reduziert. Gleichzeitig wird die Zu- 
fiihrleitung mil einem Reinigungsfluid gereinigt wobei die 
bishcrigc Vcrmischung von Beschichtungsmedium und Rei- 
nigungsfluid reduziert und der Verbrauch an Reinigungs- 
fluid selbst Rpiirhar reduziert ist. Hin weiterer Vorteil ist 
darin begriindet, daB die Reinigungsdauer erhebUch ver- 
kiirzt ist. Das Reinigungssystem ist schneller fur den Rinsatz 
eines weiteren Beschichtungsmediums betriebsbereit. 

Fiir das Zuriicksaugen des Beschichtungsmediums aus 
der Zufuhrleitung wurden zwei Losungsmoglichkeiten ge- 
funden. Die erste Losung ist im wesentlichen dadurch cha- 
rakterisiert, daB uber eine Bypass-Leitung eine zusatzUche 
Saugpumpe mil der Zufuhrleitung in Funktionsverbindung 
ist. Die zweite Losung ist im wesentlichen dadurch gebildet, 
dal5 die in der Zufuhrleitung bereits vorhandene Forder- 
pumpe als Saugpumpe umschaltbar ist. 

Die Erfindung soil an einem Ausfiihrungsbeispiel naher 
erlaulert werden. Dabei zeigen schematisch: 

Fig. 1 Eine Druckmaschine mit zwei Hinrichtungen zum 
Beschichten von Bedruckstoffen, 

Fig. 2 eine erste Ausbildung der Einrichtung zum Be- 
schichten, 

Fig. 3 eine zweite Ausbildung der Einrichtung zum Be- 
schichten. 

Eine Druckmaschine ist mit mchrcrco Druckwcrkcn 1 
voTzugsweise Offsetdruckwerken, in Reihenbauweise aus- 
gebildet, wobei in Forderrichtung der bogenfiSrmigen Be- 
druckstoffe dne erste Einrichtung 2 zum Beschichten sowie 
eine zweite Einrichtung 3 zum Beschichten der Bedruck- 
stoCfe den Druckwerken 1 nachgeordnet sind. Zwischen den 
Einrichtungen 2, 3 zum Beschichten der zu verarbeitenden 
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Bedruckstoffe ist eine Trocknereinheit 4, angeordnet. Der 
zweiten Rinrichtung 3 7.um Beschichten ist ein Ausleger 5 
nachgeordnet, der unter anderem durch umlaufende Ketten- 
systeme 7 gebildet ist, die die Bogen auf einen Auslegersta- 
pel 6 ablegen. Ein Druckwerk 1 besteht im wesentlichen aus 
eineiii PlaLLenzylinder 8, einem.GuimniLuchzylinder9 sowie 
einem Bogenfuhrungszy Under 11, hier einem Druckzylin- 
der. Dem Plattenzylinder 8 ist ein Farbwerk zugeordnet, ggf. 
ist wcitcrhin cin Fcuchtwcrk dcm Plattenzylinder 8 bcnach- 
bart, auf das hier aber nicht naher eingegangen werden soil. 10 
Zwischen den Druckwerken 1 und Tiinrichtungen 2, 3 sowie 
der Trocknereinrichtung 4 sind jeweils ein Bogenfuhrungs- 
zylinder 10 als Transferzylinder fiir den Transport der Be- 
druckstoffe angeordnet. 

Die erste ELnrichtung 2 zum Beschichten ist als Lack- 15 
werk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack mit Pig- 
iiLenLen auf waBriger Basis, ausgebildet und besleht aus ei- 
ncna BogcnfiihrungszyUndcr 11 (Druckzy Under), einem mit 
deni BogenfiihrungszyUnder 11 in Konlakt bringbaren 
FormzyUndcr 12, dor cine flexible Hcchdruckplattc als 20 
Lacktbrm tragi, und einem ersten Dosiersystem 13, Das er- 
ste Dosiersysfem 13 ist durch eine mit dem FormzyHnder 12 
in Konlakt bring bare, gerasterte Auftragswalze sowie ein 
mit der Auftragswalze in Funktionsverbindung stehendes 
Kammerrakel gebildet. 25 

Die zweite Einrichtung 3 zum Beschichten ist ebenfalls 
als Lackwerk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack 
auf waBriger Basis, ausgebildet und besLeht wiederum aus 
einem BogenfiihrungszyUnder 11 (DruckzyUnder), einem 
mit dem BogenfiihrungszyUnder 11 in Kontakt bringbaren 30 
FormzyUndcr 12, der cin Gummituch tragt, und einem zwei- 
ten Dosiersystem 14. Das zweite Dosiersystem 14 ist durch 
eine mit dem das Gummituch tragenden "Formzylinder 12 in 
Kontakt bringbare Auftragswalze sowie eine Dosierwalze 
gebildet. 35 

Beide Dosiersysteme 13, 14 weisen ein Leitungssystem 
fttr den Umlauf des Beschichtungsmediums auf. 

1. Beispiel 

40 

In Fig. 2 ist eines der Dosiersysteme 13, 14 dargesteUt. Hs 
wird nachstehend die Funktionsweise des Dosiersystems 13 
beschrieben. Das Gehause des Kamnierrakels ist mit einem 
T^itungssystem fur den Umlauf des Beschichtungsmediums 
in Funktionsverbindung und besitzt eine mittig oberhalb 45 
einspeisende Zufuhrleitung 20 fur die ZufUhrung des flUssi- 
gen Beschichtungsmediums. Am Gehauseunterteil des 
Kammeirakels sind zwei seitliche austretende RUcklauflei- 
tungen 15, 16 fiir den Ablauf von uberschiissigem Beschich- 
tungsiiiediuiii in Bereich der Seilenteile angeordnet. Die Zu- 50 
fiihrleitung 20 ist mit einer im Leitungssystem angeordneten 
Forderpumpe 22 gekoppelt. In die Ruckiaufleitungen 15, 16 
ist jcwcUs cine SaugpumpK^ 17 und 18 intcgricrt angeordnet, 
wobei nach den Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die 
Rucklaufleitungen 15, 16 zu einer Rucklaufleitung verbun- 5S 
den sind. 

Altemativ kann das Dosiersystem 13 auch ledigUch eine 
Rucklaufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseitig zugeord- 
nete Saugpunipe 17 oder 18 aufweisen und mil einem Reser- 
voir 19 leitungsseitig verbunden sein. 60 

Forderpumpe 22 und die Saugpumpen 17, 18 sind lei- 
tungsseitig cbcnso mit dcm Reservoir 19, hier fur die Auf- 
nahme von Dispersionslack, gekoppelt. 

Tn vorUegender Ausbildung ist zwischen dem Dosiersy- 
stem 13 und der Forderpumpe 22 von der Zufuhrleitung 20 65 
eine Bypass-Leitung 25 abzweigend angeordnet. Tn Fig. 2 
ist die Abzweigung durch ein T-Stuck ausgefuhrt, altemativ 
ist ebenso ein Schaltventil einsetzbar. Die Bypass-Leitung 
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25 ist mit einer Saugpumpe 24 gekoppelt und nach der 
Saugpumpe 24 miindet die Bypass-T^itung 25 in das Re.ser- 
voir 19 zur Aufnahme des Beschichtungsmediums. Aus 
dem Reservoir 19 ist Uber die Zufuhrleitung 20 wiederum an 
das jeweUige Dosiersystem 13 Beschichtungsmedium zu- 
fuhrbar. Die Forderpumpe 22 ist bevorzugt eine Membran- 
pumpe und die Saugpimipe 24 ist ebenfalls bevorzugt eine 
Membranpumpe. In erster Ausbildung ist neben dem Reser- 
voir 19 cin Rcinigungsmittclbchaltcr 23 angeordnet. Im Rci- 
nigungsmittelbehalter 23 kann ein vegetabUes Reinigungs- 
mittel und/oder Wasser enthahen sein. Der Reinigungsmit- 
telbehalter 23 ist leitungsseitig iiber ein Schaltventil 21 mit 
der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren Schaltventil 30 
mit der Bypass-Leitung 25 und iiber ein Schaltventil 27 mit 
der Rucklaufleitimg 15, 16 gekoppelt. 

In zweiter Ausbildung ist neben dem Reservoir 19 und 
Reinigungsmittelbehalter 23 ein weiteres Reservoir 26 mit 
einem zwcitcn Beschichtungsmedium, z. B. UV-Lack, an- 
geordnet. Das Reservoir 26 ist leitungsseitig iiber ein Schalt- 
ventil 29 mit der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren 
Schaltventil 31 mit der Bypass-Leitung 25 und iiber ein 
Schaltventil 28 mit der Rucklaufleitung 15, 16 gekoppelt. 

2. Beispiel 

Es wild nachstehend gem. Fig. 3 die Fimktionsweise des 
Dosiersystems 14 beschrieben. Das Dosiersystem 14 besteht 
aus einer dem FoniizyUnder 12 benachbarten-Aufurags- 
walze sowie einer mit der Auftragswalze in Kontakt stehen- 
den Dosierwalze. Auftragswalze und Dosierwalze bilden ei- 
nen Walzcnspalt in den das Leitungssystem das Beschich- 
tungsmedium einspeist Das Leitungssystem ist hierbei 
durch die Zufuhrleitung 20 gebildet. An den Seiten des Wal- 
zenspaltes sind die Riicklaufleitungen 15, 16 fiir den Ablauf 
von Uberschussigem Beschichtungsmedium angeordnet. 
Die Zufiihrleitung 20 ist mit einer Forderpumpe 22 gekop- 
pelt, welche als Saugpumpe umschaltbar ist. Das Beschich- 
tungsmedium ist damit direkt aus der Zufuhrleitung 20 in 
das Reservoir 19 zuruckRihrbar, aus dem es gelordert 
wurdc. Bevorzugt ist die Forderpumpe 22 als Pcristaltik- 
pumpe ausgefuhrt, welche das Beschichtungsmedium zum 
Dosiersy.stem 14 oder (nach Umschaltung) iiber die eigentli- 
che Zufuhrleitung 20 zuruck in das Reservoir 19 fordert. Die 
umschaltbare Forderpumpe 22 ist in einer Weiterbildung als 
Radialperistaltikpumpe ausgebildet. 

Peristaltikpumpen sind bekanntUch Verdrangerpumpen- 
einrichtungen, die mit peri staltisc her Wirkung mit biegsa- 
men Leitungssystemen in Funktionsverbindung sind. Im 
vorUegenden Beispiel ist die Forderpumpe 22 als Peristal- 
tikpumpe mit der biegsamen Zufuhrleilung 20 in Funktions- 
verbindung. 

In den Rucklaufleitungen IS, 16 ist wiederum jeweils eine 
Saugpumpe 17, 18 intcgricrt angeordnet, wobei nach den 
Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die Riicklaufleitun- 
gen 15, 16 zu einer Riicklaufleitung verbunden sind. Alter- 
nativ kann das Dosiersystem 14 auch ledigUch eine Riick- 
laufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseitig zugeordnete 
Saugpumpe 17 oder 18 aufweisen und mit dem Reservoir 19 
leitungsseitig verbunden sein. 

Die umschaltbare Forderpumpe 22 mit peristaltischer 
Wirkung und die Saugpumpen 17, 18 sind leitungsseitig 
cbcnso mit dcm Reservoir 19 fur Dispersionslack gekoppelt. 

Weiterhin ist ein Reinigungsmittelbehalter 23 angeordnet, 
der mittels leitungssystem gekoppelt ist, welches in Zu- 
fuhrrichtung an einem Schaltventil 21 vor der Forderpumpe 
22 in die Zufiihrleitung 20 einmiindet. In Rucklaufrichtung 
ist in der Rucklaufleitung 15, 16 ein weiteres Schaltventil 27 
angeordnet, welches mittels. Leitungssystem in den Reini- 



DE 197 57 094 A 1 



gungsmitteibehalter 23 miindet 

Tn bevorzugrer Weirerbildung ist. nehen dem Reservoir 19 
fur Dispersionslack ein weiteres Reservoir 26 fiir die Auf- 
nahme von UV-Lack angeordnet. Das Reservoir 26 ist mit- 
tels Leitungssystem gekoppelt, welches in Zufuhrrichtung 
an eineni Schaltventil 29 vor der Forderpuiiipe 22 in die Zu- 
fiihrleitung 20 einmiindet. In Rucklaufrichtung ist in der 
Riicklaufleitung 15, 16 ein weiteres Schaltvendl 28 ange- 
ordnet, welches mittcls Leitungssystem in das Reservoir 26 
miindet. 

Die Wirkungsweise ist wie folgt: Gem. FJg. 2 wird das 
fliissige Beschichtungsmedium aus dem Reservoir 19 mit- 
tels Forderpumpe 22 iiber die Zufuhrleitung 20 an das Do- 
siersystem 13 oder 14 gefordert. Ist das Dosiersysiem 13 als 
Kammerrakel im Einsatz, wird in der Gehausekammer ein 
geringfiigiger "Oberdnick erzielt, das Beschichtungsmedium 
wird an die Aufuragwalze uberlragen und uberschiissiges 
Beschichtungsmedium wird durch die Saugpumpen 17, 18 
zurQck in das Reservoir 19 gefordert Ist das Dosiersysiem 
14 als Zweiwalzcnwcrk (Quctschwalzcnprinzip) im Einsatz, 
so wird von der Zufuhrleitung 20 das Beschichtungsmedium 
in den Walzenspalt gefordert. und uberschiissiges Medium 
wird mittels der Saugpumpen 17, 18 zuriick in das Reservoir 
19 gefordert, 

SoU nun die Zufuhrleitung 20, das Dosiersystem 13 (oder 
14) und die Riicklaufleitungen 15, 16 gereinigt werden, wird 
die Forderpumpe 22 stillgesetzt und die Saugpumpe 24 akti- 
viert, derart, dafi aus der Zufuhrleitung 20 das darin befmd- 
liche Beschichtungsmedium zuruck iiber die Bjrpass-Lei- 
tung 25 in das Reservoir 19 gefordert wird. Gleichzeitig 
wuidc das rcstlichc Beschichtungsmedium aus den Riick- 
laufleitungen 15, 16 und dem Dosiersystem 13 in das Reser- 
voir 19 zuriicktransportiert. Hrst danach wird die Forder- 
pumpe 22 emeut aktiviert, die Saugpumpe 24 ist stillgesetzt, 
und die Beschickung der Zufuhrleitung 20 mit Reinigungs- 
mittel aus dem Reinigungsmittelbehalter 23 kann erfolgen. 
Das Schaltventil 21 wird vorher betatigt, die Forderpumpe 
22 fbrdert das Reinigungsmittel iiber die ZufLihrleitung 20 
an das Dosiersysiem 13 (oder 14) und iiber die Rucklauflei- 
tungcn 15, 16 wird untcr Aktivicrung dcs Schaltvcntils 27 
das Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehalter 23 
zuriickgesaugt. 

Soil iiber die Zufuhrleitung 20 ein zweites Beschich- 
tungsmedium aus dem Reservoir 26 zugefiihrt werden, wird 
die Forderpumpe 22 stillgesetzt und iiber die Bypass-Lei- 
tung 25 wird bei aktiviertem Schaltventil 30 das Reini- 
gungsmittel in den Reinigungsmittelbehalter 23 mittels 
Saugpumpe 24 zuriickgesaugt. Danach wird die Saugpumpe 
24 stillgesetzt, die Forderpumpe 22 wird aktiviert, vorher 
werden die Schaliventile 29, 21 belaligL und das zweite Be- 
schichtungsmedium kann dem Dosiersystem 13 (oder 14) 
zugefiihrt werden. Die Saugpumpen 17, 18 fordern uber die 
Riicklaufleitungen 15, 16 und untcr Bctatigung der Schalt- 
ventile 27, 28 das Beschichtungsmedium in das Reservoir 
26 zuruckgeflihrt. 

Gem. Fig. 3 wird wiederum aus dem Reservoir 19 das 
fliissige Beschichtungsmedium mittels Forderpumpe 22 
iiber die Zufuhrleitung 20 an das Dosiersystem 13 oder 14 
gelbrderl. IsL das Dosiersystem 14 als Zweiwalzenwerk im 
Einsatz, wird es in den Walzenspalt gefdrdert, dort dosiert 
und von der Auftragwalze an den Formzylinder 12 iibertra- 
gcn. Uberschiissiges Beschichtungsmedium wird iiber die 
Saugpumpen 17, 18 zuruck in das Reservoir 19 gefordert 
Soil nun ein Wechsel des Beschichrungsmediums oder ein 
ReinigungsprozeB erfolgen, so wird die Forderpumpe 22 
umgeschaltet, d. h. die Fftrderpumpe 22 saugt das in der Zu- 
fuhrleitung 20 befindliche Beschichtungsmedium in das Re- 
servoir 19 zurUck. Anschliefiend wird die Forderpumpe 22 



wieder umgeschaltet und die Beschickung der Zufuhrleitung 
20 mit Reinigungsmirrel aus dem Reinigungsmirfelhehalter 
23 kann erfolgen. Vorher wurde das Schaltventil 21 fireige- 
schaltet. Ist der ReinigungsprozeB beendet, so wird die For- 
s derpumpe 22 emeut umgeschaltet, d. h. die Forderpumpe 22 
saugl das in der Zufiihrleiiung 20 befindliche Reinigungs- 
mittel in den Reinigungsmittelbehalter 23 zuriick. 

Das gleiche Prinzip ist fiir das im Reservoir 26 befindli- 
che zwcitc Beschichtungsmedium anwcndbar. Nach Bccn- 

10 digung des Reinigungsprozesses wird das Schaltventil 29 
aktiviert, die Forderpumpe 22 fbrdert das Beschichtungsme- 
dium aus dem Reservoir 26 in die Zufiihrleiiung 20 z. B. 
zum Dosiersystem 14. Von dort wird uberschiissiges Be- 
schichtungsmedium durch Saugpumpen 17, 18 an das Re- 

15 servoir 26 zuruck gefiihrt Soli die Zufuhr von Beschich- 
tungsmedium gestoppt werden, so wird die Forderpumpe 22 
emeut umgeschaltet und das in der Zufuhrleitung 20 beGnd- 
lichc Beschichtungsmedium wird in das Reservoir 26 zu- 
ruck gesaugt 

20 Allc vorhandcncn Schaltvcntilc 21, 27 bis 31 sind manu- 
ell und/oder ausgehend von einer Maschinensteuerung be- 
tSgtigbar und sind als 3/2-Wegeventile (3 AnschluRleitun- 
gen 12 Schaltstellungen) ausgebildet 

Die erfindungsgemaBe Ausbildung ist nicht auf die be- 

25 schriebenen Dosiersysteme 13, 14 beschrankt, Vielmehr 
eignet sich die Einrichtung zum Beschichten von Bedruck- 
stoffen auch fur Dosiersysteme, die zumindest eine in einen 
Behaller (mit Beschichtungsmedium) einLauchende Schopf- 
walze und eine Auftragwalze aufweisen. Die ZufLihrleitung 

30 20 miindet dann auf der Schopfwalze oder im Behalter und 
mittcls wcnigstcns cincr Riicklaufleitung 15 und/oder 16 
wird iiberschiissiges Medium kontinuierlich oder periodisch 
zuriick in das entsprechende Reservoir, z, B. 19, zuriick ge- 
saugt Fiir den ReinigungsprozeB oder beim Wechsel des 

35 Beschichtungsmaterials wird analog zum 1. Beispiel die 
Forderpumpe 22 stillgesetzt und iiber die Bypass-Leitung 25 
und Saugpumpe 24 wird ins Reservoir zuriick gesaugt oder 
analog zum 2. Beispiel wird die Forderpumpe 22 auf Saug- 
belrieb umgeschalUst 

40 

Bezugszeichenliste 

1 Druckwerk 

2 Rinrichtung 
45 3 Einrichtung 

4 Trocknereinrichtung 

5 Ausleger 

6 Auslegerstapel 

7 Kett^isystem 
50 8Plattenzylinder 

9 Gummituchzylinder 

10 Bogenftihrungszylinder 

11 Bogcnfuhrungszylindcr 

12 Fonnzylinder 
55 13 Dosiersystem 

14 Dosiersystem 

15 RUcklaufleitung 

16 Riicklaufleitung 

17 Saugpumpe 
60 18 Saugpumpe 

19 Reservoir 

20 Zuftihrlcimng 

21 Schaltventil 

22 Fftrderpumpe 

65 23 Reinigungsmittelbehalter 

24 Saugpumpe 

25 Bypass-Leitung 

26 Reservoir 
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27 Schaitventil 

28 Schalr.venr.ll 

29 Schaitventil 

30 Schaitventil 

31 Schaitventil .s 

Patentanspriiche 

1. Einrichtung zum Bcschichtcn von Bcdruckstoffcn 

in einer Druckjnaschine, vorzugsweise fiir mindestens lO 
cine T^ckiereinheit, gebildet durch einen Gegendruck- 
zylinder, einen Formzylinder, mindestens eine Auftrag- 
walze mit einem zugeordnet an- und abstellbaren Do- 
siersystenn sowie einem mit Pumpen betreibbaren Um- 
laufleitungssystem flir ein in einem Reservoir aufge- t5 
nommenes Beschichtungsmedium, dadiirch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem Dosiersysteiri (13, 14) und 
cincr Fordcrpumpc (22) cine Zufuhrlcitung (20) angc- 
ordnet ist, von der eine Bypass-Leitung (25) abzwei- 
gcnd angcordnct ist, daB mit dcr Bypass- Lei tung (25) 20 
eine Saugpumpe (24) gekoppelt ist und nach der Saug- 
pumpe (24) die Bypass-T^itung (25) in dem Reservoir 

(19) zur Aufnahme des Beschichtungsmediums endet, 
wobei aus dem Reservoir (19) Qber die 2^fiJhrleitung 

(20) und Forderpumpe (22) das Beschichtungsmedium 25 
an das Dosiersystem (13, 14) zufUhrbar und iiberschiis- 
siges Beschichtungsmedium iiber wenigstens eine mit 
einer Saugpuuipe (17, 18) gekoppelte RucklauQeitung 
(15, 16) in das Reservoir (19) absaugbar ist. 

2. Hinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zcichnct, daB die Fordcrpumpc (22) cine Mcmbran- 
pumpe ist. 

3. Rinrichrung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Saugpumpe (24) eine Membran- 
pumpe ist. 35 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Reinigungsmittelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseidg mit einem Schaitventil 

(21) niit der Zuluhrleiturig (20), mil einem weileren 
Schaitventil (30) mit dcr Bypass-Lcitung (25) und mit 40 
einem Schaitventil (27) mil der Rucklautleituag (15, 
16) gekoppelt. ist. 

5. Hinrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeord- 
nel isL, das leitungsseitig.mit einem Schaitventil (29) 45 
mit der Zufuhrleilung (20), mit einem weiteren Schait- 
ventil (31) mit der Bypass-Leitung (25) und mit einem 
Schaitventil (28) mit der Riicklaufleitung (15, 16) ge- 
koppelt ist. 

6. Einrichtung zuiii Beschichlen von BedruckstoITen 50 
in einer Druckmaschine, vorzugsweise fiir mindestens 
eine Lackiereinheit. gebildet durch einen Gegendruck- 
zylindcr, cincn Formzylinder, mindestens cine Auftrag- 
walze mit einem zugeordnet an- und abstellbaren Do- 
siersystem sowie einem mit Pumpen betreibbaren Um- 55 
laufleitungssystem fiir ein in einem Reservoir aufge- 
nommenes Beschichtungsmedium, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem Dosiersystem (13, 14) und 
dem Reservoir (19) in einer Zufuhrleitung (20) eine 
Forderpumpe (22) angeordnet ist, welche in der Zu- 60 
fiihrleitung (20) als Saugpumpe umschaltbar und das 
Beschichtungsmedium aus dcr Zufuhrlcitung (20) in 
das Reservoir (19) zuruckfiihrbar ist, wobei aus dem 
Reservoir (19) uber die ZufQhrleitung (20) das Be- 
schichtungsmedium an das Dosiersystem (13, 14) zu- 65 
fQhrbar und Qberschiissiges Beschichtungsmedium 
iiber wenigstens eine mit einer Saugpumpe (17, 18) ge- 
koppelte Riicklaufleitung (15, 16) in das Reservoir (19) 
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absaugbar ist. 

7. Hinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Peristaltikpumpe ist. 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichneU daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Radialperistaltikpumpe ist. 

9. Hinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB cin Reinigungsmittelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseitig mit einem Schaitventil 
(21) mit der ZufQhrleitung (20) und mit einem Schait- 
ventil (27) mit der Riicklaufleitung (15, 16) gekoppelt 
ist. 

10. Hinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeordnet 
ist, das leitungsseitig mit einem Schaitventil (29) mit 
der Zufuhrleilung (20) und mit einem Schaitventil (28) 
mit dcr Rucklauflcitung (15, 16) gekoppelt ist. 
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